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.  (57)' Die Erfindung betrifft eine V‘akdun’ifﬁhrunQ'fﬁr interferometrische MelSsystemé, insbesondere zum Messen von

" Langen und Verschiebungen an Werkzeugmaschinen und MeRgerate mit dem Ziel, die MeR- und
_Positioniergenauigkeit zu erhdhen. Aufgabe ist es, einen auf die Bewegung eines, mit einem MeRreflektor )
"“gekoppelten Objektes riickwirkungsfreien Antrieb fiir den die Vakuumfihrung in ihrer Linge verandernden Teilzu
" schaffen. Es ist je eine Antriebsanordnung fiir das den MeRBreflektor tragende Objekt und das verschiebbare

' Kuvettenteil vorgesehen, wobei jede Antriebsanordnung mit einem gesonderten Steuergerat verbunden ist. Zwischen ’

_.dem MeBreflektor und dem verschiebbaren Kiivettenteil ist ein den Abstand oder Abstandsanderungen zwischen

~die.mit dem verschiebbaren Kiivettenteil verbundene Antriebsanordnung verbunden ist. Figur -

- MeéRrefiektor und Kivettenteil bestimmender Mefwertgeber vorgesehen, welcher elektrisch mit dem Steuergerat fir -
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Titel: Vakuumfiihrung fiir interferometrische'Meﬁsysteme'

Anwendunssgebiet der Erfindung . o

Die Erfindung betrifft eine Vakuumfihrung fiir interferome-
trische MeBsysteme; inébesondere Léngenmeﬁéystemewzum Mes~
Sen von Léngen und Verschiebungen an Werkzeugmaschinen und
leBgerdten., L |

Charskteristik der bekannten technischen Ldsungen

. Pir Léngénmessungen hachster'Genauigkeit auch liber Wegléingen
| von einigen Metern werden interferometrische MeBsysteme ange-
wendet. Hauptfehlerquelle bei diesen MeBsystemen bildet der
- von den'Umweltbedingungen (Temperatur, Luftdruck,1002-Gehalt,
- Feuchtigkeit) abhéngige'Brechungsindéx der Iuft, in welcher
,‘die Interférometerstrahlengénge verlaufen und durch den die .
optische-Weglénge‘der.Strahlengénge bestimmt wird. Unkontrol-
lierte Anderungen der optischen Weglinge fiihren direkt zu
lHeBfehlern. Um solche MeBfehler weitestgehend auszuschlieBen
bZW. 2u verringern, wird gemiB DE-AS 2421371 ung |

- DE-05 2460406 mindestens der MeBstrahlengang eines interferoe
- metrischen WeBsystems mit seinem MeBreflektor in einem, von
der UmWelt_abgeschlossenen, langgestreckten Hohlkrper ge-
‘ _fuhrt, der durch-dachférmig angeordnete-Dichtlippen, um die
herum Elﬁésigkeit-vqrgesehen ist, abgeschlossen ist, Durch -

~ den von den Dichtlippen abgedichteten Schlitz hindurch ragt
ein_Mitnehmer,-der den MeBreflektor mit dem zZu messenden
ijekt_verbindet;' | |
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Nachteilig ist der relativ hohe technische Aufwand dieser

o Anordnungen, der getrleben werden mufB, um eine sichere

“Abdlcht'ung des meBStrahlenganneS gegenuber den Umweltein-
fliilssen zu erzielen. Insbesondere bei Verwendung magnet1-
scher Abdichtflissigkeiten besteht die Gefahr, daB sich

_Eisenteilchen zwischen den Dichtlippen einlagern, die eine

'“{.sichere'Abdich ung verhindern. Desweiteren treten erhebli-
© . che Relbvpgskzafte zwmschen chhtllppen und dem Mitnehmer

: Cauf, ‘die insbesondere bei dynamischen Iessungen zZu uner—
E w”n%chten uohw1ngungen des Reflektor fiihren kbnnen,

In der GB-P3 1 085 523 ist eine Tellmascnlne beschrieben,

bei welcher ein 1nterferometrlsches MeBsystem vorgesehen

ist. In den Interferometerstrahlengangen sind entsprechend

der zu messenden Verschlebung in ihrer ILénge verdnderbare,

teleskopartlge, evakulerbare Kivetten vorgesehen, an deren

, Enden als AbschluB je eine Glasplatte angeordnet ist. Diese

iavetten sind zwischen Strahlentellerelement und MeBreflektor
-'1m Strahlengang . angeordnet und dienen der Abschirmung der

n‘:betreffenden Strahlengange geﬁenuber Umneltelnflussen.

: '-Bei dieser Anordnung ist es von Nachtell daB nur ein be-
e stlmmter Anteil der Strahlengange innerhalb der Kivetten

verlauft, so daB sich auf den ubrigen Anteil des Strahlenr
‘ vanﬂes die Umweltelnflusse ausw1rken und zu MeB- oder Posi~
tlonlerfehlern fihren konnen. Auch ist nur ein gemeinsamer
Antrieb fur das zZu - messende ObJekt und den verschlebbaren
- Teil der Kuvette vorhanden. GroBe Relbkrafte in der evaku-
'”1erten Kivette und die Tatsache, daB bei der Léngenénderung

‘?-_dpr Kavette je nach Bewevungsrlchtung mit dem oder gegen

:faen duBeren Luftdruck gearbeluet wird, bedingen unterschied~ -
~ liche Antriebskréfte, die sich auch unglinstig auf eine exak-

‘te Bewegung und P081t10n1erunv des betrefienden Ndschlnen—
'telles ausw1rken. L . : -
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Ziel der Erfindung

Es ist der Zweck der Erfindung, die Nachteile des Standes
der Technik zu beseitigen und bei interferometrischen MeB-
systemen durch Beseitigung MeB- und Positionierfehler ver-
ursachender Bedingungen die MeS- und Positioniergenauig-
 keit zu erhthen. |

' Wesen der»Erfindung

Der‘Erfindung liegt die Aufgabe Bugrundé;‘fﬁr eine Vakuum-
fuhrung flir interferometrische MeBsysteme einen auf die Be-
wegung eineS,-mif einem MeBreflektor des MeBsystems gekoppel-
~ ten, 7u messenden Objektes riickwirkungsfreien Antrieb fiir-
den die Vakuumfﬁhrung in ihrer IL#nge verénde;nden Teil zu
schaffen, o | |
Erfindungsgemd8 wird diese Aufgabe bei einer Vakuumfihrung
fir interférometrische MeBsyéteme, unfassend eine, in ihrer
Lénge verdnderbare, evakuierte Kivette, welche im MeBstrsh-
- lengang eines leBsystems zwischen Strahlenteiler und NeB-
- Spiegel angeordnet ist und aus mindestens zwei'relativ
Zueinander verschiebbarén, gasdicht miteinander gekoppelten
Kiivettenteilen besteht, wobei ein Kiivettenteil fest und das
andere Kiivettenteil verschiebbar in Richtung des HeBstrah-
‘lenganges des Me8systems angeordnet ist, und daf ein mit ,
dem zumessenden Objekt verbundener MeBreflektor im MeBstrah- )
- lengang vorgesehen ist, -dadurch gélﬁst, daB je eine Antriebs-
anordaung fir das den MeBreflektor tragende ObjektAﬁnd_das__
verschiebbare Kivettenteil vorgesehen ist, wobei jede An-
".triebsanordnung nit einem gesonderten Steuergerét‘verbunden
~ist, und daB ein, den Abstand oder Abstandssnd erungen Zwi-
schen dem NMeBreflektor und dem verschiebbaren Kivettenteil
bestimmender, befﬁhrungslds»arbeitender, an sich bekannter
MeBwertgeber vorgesehen ist, der elektrisch mit dem Steuer-
gerdt fiir die mit dem verschiebbaren Kivettenteil verbundene
Antriebsanordnung verbunden ist.

/
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‘ ‘»Durch die vorgesehenen getrennten Antrlebe fiir das zu mes-:';' :
 _sende Objekt mit dem MeBspiegel und fir den verschlebbaren‘

o - Teil der Kiivette wird die MeB- bzw. Positlonlergenaulgkeit_
© erhtht. Reibkrifte zw1schen den Teilen der lingenverinder-

baren Kivette und der mlnfluB des Luftdruckes bei der Ver-

'  f,1dngerung bzw. Verkurzung der Kiivette bleiben ohne ElnfluB
© guf dle Bewegung des Obaektes. Die durch die Umweltfaktoren
' .:beelnfluﬁten,Llchtwege im MeBstrahlengang des MeBsystems

komnen mit geringem technischen Aufwand in jeder Stellung
_des Objektes kons%ant‘sehr’gering gehalten werden.

AusfuhrungsbeiSplel

o Die Erfln&ung soll nachstehend an einem Ausfuhrungsbe1Splel

= naher erlautert werden. In der Zeichnung ist schematlsch

5i;' ein Meﬁsystem dargestellt.'

Das interferometrlsche MeBsystem umfaBt elne Lichtquelle 1,
.elnen Strahlenteller 2,'e1nen ReferenZSplegel 3 in einem
'Referenzstrahlengang und im.MeBstrahlenganp einen mit dem

 2,  zu messenden Objekt 4 verschiebbaren MeBreflektor 5. Im
'5_=Mpﬁstrahlengang ist zwxschen dem Strahlenteller 2 und dem

‘  MeBreflektor 5 eine 1n ihrer Linge veranderbare, evakuier-
bare Kiivette 6 vorgesehen, die sus einem festen Teil 7 und
einem relativ dazu verschlebbaren Teil 8 besteht, die durch

Tge ein Fenster 9, 10 nach auBen verschlossen sind. Der feste
Peil 7 der EKiivette 6 ist bei den Messungen z. B. auf dem
Grundbett 11 einer Maschlne oder eines lMeBgerdtes und der

_:bewegliohe Teil 8 der Kuvette 6 ist auf einem, auf dem Grund-
“bett 11 verschlebbaren, durch eine Antriebsanordnung 12 an-

"”f:_getrlebenen Schlltten 13 engeordnet, wobei die Antriebs-’

~ anordnung 12 mlt elnem Steuergerdt 14 verbunden ist. Das zu
messende Obgekt‘4 ist ebenfalls euf den Grundbett 11 ver- - -
schiebbar gelagert und. wird von einer, von der Antriebsan-~

o ;ordnung 12 unabhanglgen weiteren Antrlebsanordnung 15 ange-

trleben, welche mlt einem Welteren unabhanglgen Steuergerat
16 verbunden 1st..~»i<‘. ' :

Es ist ferner ein vorzugswelse beruhrungslos arbeitender, an
gich bekannter MeBweftgeber 17 vorgesehen, der standlg wah—
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rend der Messungen den Abstand zwischen dem MeBreflekfor 5
und dem Teil 8 der‘Kﬁﬁette 6 mift und seinelleBimpulse an
das Steuergerdt 14 zwecks Naghfﬁhrung des verschiebbaren
Teiles 8 der Kivette 6 liefert. Auf diese Weise wird er-
reicht, daB der durch die Umweltfaktoren beeinfluBte ILicht-
weg im NMeBstrahlengang konstant und klein gehalten wird.
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1. Vakuumfuhrung fur. 1nter1erometrlsche MeBsysteme umfassend‘

eine, in ihrer Lange veranderbare, evakuierte Kuvette,

 welche im MeBstrahlengang eines MeBsystems zwischen Strah~
lenteiler und MeBsplegel angeordnet ist und aus mindestens
zwel- relativ zuelnander verschlebbaren, gaqdlcht mlteinan-

der gekoppelten Kivettenteilen besteht, wobei ein Kiivetten-

- teil fest und das andere Kivettenteil verschlebbar in Rich—

tung‘des-MeBstrahlenganges des MeBsystems angeorduet ist,

" und daB ein mit dem zumessenden Objekt verbundener MeSre-

fléktor im MeBstrahlengang vorgesehen ist,
dadurch gekennzeichnet, |

daB je eine Antriebsanordnung fur das den MeBreflektor
tragende Objekt und das verschlebbare‘Kuvettentell vorge-

sehen ist, wobei jede Aﬁtriébsanordnung mit einem geson-
derten Steuergerit verbunden ist,

‘und daB ein, den Abstand ‘oder Abstandsanderungen zwischen

dem MeBreilektor und dem verschiebbaren Kivettenteil be-
stlmmender, beruhrungslos arbeltender, an sich bekannter

'MeBwertgeber vorgesehen ist, der elektrisch mit dem ateuer—
gerdt fir dle mlt dem verschiebbaren Kuvettentell verbun—
o dene Antrlebsanordnung verbunden ist., : ' : g
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